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ZEISS EVOファミリー
直感的に操作できるルーチン検査・研究アプリケーション向け 
モジュラー SEMプラットフォーム

直感的な操作で 
高いデータ品質を実現
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ZEISS EVOファミリーには、ユーザーフレンドリーで直感的に使える高性能走
査電子顕微鏡が揃っており、いずれも初心者ユーザーにも熟練の顕微鏡ユー
ザーにとっても魅力的なソリューションです。ZEISS EVOでは、生命科学、材
料科学、工業品質保証のルーチン業務や不良解析など、様々な分野の要件に
対応できるよう、豊富なオプションが利用できます。

中央顕微鏡施設や産業の品質保証研究所向けに、多目的で汎用性の高いソ
リューションを構成可能です。SEMで処理するのが困難な大型の工業用部品
や試料に対しても、あらゆるアプリケーションの要件を満たす、様々なチャン
バーサイズとステージオプションから選択できます。

六ホウ化ランタン（LaB6）の電子源を選択すれば、SEM観察で最高の画質が
得られます。これは、より明るいビームによって優れた画像分解能とノイズ 
低減を実現する実績のある技術です。

さらに、低真空モードで操作することで、非導電性試料に対する優れたイメー
ジングおよび解析が可能になります。要件の厳しい微量分析アプリケーション
には、複数の分析検出器に対応する設計の利点を活用できます。

直感的に操作できるルーチン検査・研究アプリケーション向け 
モジュラー SEMプラットフォーム

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



20 µm 2 µm
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よりシンプル、インテリジェントかつさらにインテグレートされたシステム

クラス最高レベルのユーザビリティ
EVOは、SmartSEM Touchと SmartSEMの 2つの
ユーザーインターフェースを実装し、すべての
ユーザーのニーズに応えます。SmartSEM Touch
は、タッチスクリーンで操作できるため、指先
だけでインタラクティブワークフローを直接制
御できます。素早く簡単に習得でき、トレーニ
ングの労力と費用を劇的に削減します。初心
者ユーザーでも、数分で美しい画像をキャプ
チャできるように、ユーザーインターフェース
が繰り返しの検査作業のための自動化された
ワークフローを必要とする産業オペレーターを
サポートします。EVOのエキスパートユーザー
は、機器の PCから直接実行可能な SmartSEM
ユーザーインターフェースから、高度なイメー
ジングに必要なすべての機能を利用できます。

優れた画質
画質は、SEMに試料をどのように表示するか
によって決まります。低真空（VP）モードと
当社独自の低真空・電流カスケード二次電
子（SE）検出器が連動し、あらゆる非導電
性試料に対して可能な限り最高の画質を提供
します。また、拡張圧力モードでは水蒸気と
C2DX検出器を組み合わせることで、水和し
た試料や重度に汚染された試料を本来の状態
に保つことができ、試料データの品質を保護
します。
さらに、LaB6電子源は、イメージングや微量
分析が困難な場合に特に重要な分解能、コン
トラスト、S/N比を一段と向上させます。

ワークフローの自動化とデータの統合
EVOは他の機器との併用も簡単で、半自動
マルチモーダルワークフローの一部に組み込
むことができるよう、関心領域の位置再特定
や、複数のモダリティから収集したデータの
統合をシームレスに行うためのツールを備え
ています。EVOを Smartzoom 5、ZEISSデジタ
ル光学顕微鏡、またはその他の複合光学顕微
鏡と併用すれば、光学顕微鏡と電子顕微鏡の
データを組み合わせて材料の特性評価や部品
検査を行うことができます。あるいは、EVO
を ZEISS光学顕微鏡と併用することで相関粒
子解析も可能です。

SmartSEM Touchなら、初めてのユーザーでもイメージング機
能や事前定義されたワークフローに直感的にアクセス可能。

高真空で取得されたフェロセリウム粒子の 2倍拡大二次電子
画像。

EVOとデジタル光学顕微鏡 Smartzoom 5を併用することで、
相関性のあるワークフローが容易に。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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経験豊富なユーザーにも初心者にとっても操作が簡単

マルチユーザー環境であっても SEMの生産性を犠牲にしない
実際のラボ環境によっては、SEMの操作は専門の電子顕微鏡技師の独占領域となってしまうこと
があります。しかし、学生、研修生、品質エンジニアなど、専門家以外のユーザーが SEMからデー
タを取得する必要も多々あることから、この状況が課題となっています。これを受け、EVOには、
経験豊富な顕微鏡技師だけでなく、専門家以外のユーザーの操作上のニーズに応えるユーザー 
インターフェースオプションが備わっています。

直感的な操作：SmartSEM Touch
ZEISSの SmartSEMは、経験豊富な顕微鏡技
師に定評のあるオペレーティングシステム
で、ユーザーは高度な顕微鏡設定をも行うこ
とができます。また、SmartSEM Touchは非常
に簡素化されたユーザーインターフェースで、
SEM操作知識の浅いまたは知識を持たない、
普段使用しないオペレーターでも使用できる
よう設計されています。20分もあれば、初心
者ユーザーでも使用できるようになり、最初
の SEMデータを取得できます。ラボ管理者は、
繰り返し行うルーチンのイメージング、試料、
部品のパラメータを事前設定し、初心者や
日常的なユーザーが常に全く変わらないパラ
メータを使用して再現性のあるデータ取得を
行えるようにします。多言語対応で、ユーザー
は好みの言語で快適に使うことができます。

SmartSEM Touch：直感的なユーザーインターフェースでプリセッ
ト、ワークフロー、イメージングパラメータにアクセス可能

EVOは、経験値もアクセス権も異なる様々なユーザーのためのインターフェースとオプションを備え、マルチユーザー環境のニーズを
完璧に満たします。

システム管理者

このユーザーは、システム
のキャリブレーションとパラ
メータの事前設定を担当し、
システムコントロールにフ
ルアクセス可能です。

専門家ユーザー
推奨 UI：SmartSEM

専門家ユーザーは、カスタ
ムイメージディレクトリ、高
度なイメージングパラメータ、
解析機能にアクセスできます。
また、他のユーザープロファ
イルとは別に自分のカスタム
プロファイルを持つことがで
きます。

初心者ユーザー
推奨 UI：SmartSEM Touch

初心者ユーザーは、カスタムイ
メージディレクトリ、定義済み
ワークフロー、頻繁に使用され
るパラメーターにアクセスでき
ます。このアクセス権は初心者
に最適な組み合わせです。また、
他のユーザープロファイルとは別
に自分のカスタムプロファイルを
持つことができます。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



200 nm
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クラス最高レベルのデータ品質

電子源は六ホウ化ランタン（LaB6）でより
優れたデータを取得
伝統的なタングステンヘアピン形フィラメン
トではなく、六ホウ化ランタンの陰極から放
出される電子を使用することで、必要な時に、
高画質、高分解能を得られます。
伝統的な熱放射 SEMはタングステンヘアピン
型フィラメントから電子を発生させる一方で、
代わりに LaB6熱電子源を使用することには明
確な利点があります。先の尖った LaB6の結晶
は、ほぼ同量の電子を放出しますが、それは
非常に小さい点光源からのものです。結果と
して、ビームの明るさが最大 10倍アップしま
す。そのメリットを活用する方法は 2つあり
ます。

• 電子プローブサイズ（分解能）が同等の
場合、プローブ電流がより多いため、画像
のナビゲーション、解析、最適化がさらに 
容易になります。

• あるいは、プローブ電流（SN比）が同等の
場合、ビーム直径が非常に小さいため、分
解能が向上します。

フランボイダル黄鉄鉱の表面構造。イメージング倍率は 100,000x、水平視野は約 3 µm。画像ご提供：Joseph Dunlop, School of Earth 
& Environmental Sciences, University of Portsmouth

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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要件の厳しい試料の観察

濡れた試料や汚れのある試料にも対応
EVOは、水蒸気などのカスタムガスを使用した低真空チャンバー圧力での操作用に設定することが
できます。これにより、データの精度や情報価値に影響を与えるような試料の加工を行うことなく、
自然な水和状態で試料をイメージングすることが可能になります。また、この可変圧力技術のおか
げで油の付着した部品や未洗浄部品による電子カラムの汚染を防ぐことができるため、洗浄プロ
セスによって調査結果に歪みが生じる部品も安全に検査することができます。
ペルチェ冷却ステージと EVOの高感度真空および湿度制御を併用すれば、ライフサイエンス試料
の素晴らしい画像が得られます。水蒸気、液体、氷を簡単に切り替えられ、インタラクティブな水
の相図を使って撮影条件をコントロールできます。-30 °C～ 50 °Cの範囲で温度制御可能なアリ溝
式ステージを備えた SEM真空チャンバー内で、凍結と加熱の両方のプロセスを実行可能です。

コーティングできない試料も問題なし
導電性表層を塗布した後、非導電性の試料
または部品を SEMで観察することがある一
方で、コーティングを含め、試料または部品
の加工が一切できないイメージングおよび解
析ワークフローもあります。これは特に、観
察中に部品を装置から装置へと移動させるマ
ルチモーダルワークフローに当てはまります。
EVOの VPモードは、非導電性表面の電荷を
中和するソリューションを提供しますが、特
に表面形態（二次電子を使用する場合）のイ
メージングや微量分析を実行する場合、これ
だけでは最高品質のデータを抽出するには必
ずしも十分ではありません。EVOの C2D検出
器と BeamSleeve技術は、VPモードと連動し、
コーティングされていない非導電性の試料や
部品の調製がマルチモーダルワークフローの
結果を損なうような場合に、その部品から 
高品質の SEMデータを取得するための重要な
ソリューションとして機能します。

高真空条件下でイメージングした凍結乾燥花粉； 
SE検出器、10 kV

相対湿度ほぼ 100%、拡張圧力で、C2DX検出器を用いてイメー
ジングした樹木花粉。

SEMイメージングは、花粉を系統的分類子として植物の分類に使用できます。通常、花粉は古典的な臨界点乾燥とスパッタコーティ
ングの手順で調製されます。環境イメージングでは、トポグラフィー観察で一般的に使用される調製を行うことなく、ほぼ本来の 
状態の試料をイメージングできます。環境条件下では、縮小アーチファクトが減少していることがはっきりとわかります。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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インテリジェントナビゲーションとイメージングによる生産性の向上

ZEISSナビゲーションカメラ
カメラは 2か所に取り付け可能です。ポールピースに対する試料の位置をモニタリングする場合は
チャンバー（チャンバースコープ）に、またはサンプルホルダー上の試料や部品の配置全体を見る
には真空チャンバーのドア（ナビゲーションカメラ）に取り付けます。その後このビューを使って、
光学顕微鏡画像で特定した、事前に定義した関心領域を設定でき、試料検査プロセスを通して
簡単にナビゲーションすることができます。

自動インテリジェントイメージング
EVOでは、試料バッチの画像を自動的に取得
できます。SmartSEMで利用できる ZEISS自動
インテリジェントイメージングはルーチン検
査に最適です。ユーザーが境界領域を定義す
ると、必要な視野や倍率によって決定された
関心領域が自動的に生成され、自動で取得が
開始されます。自動インテリジェントイメー
ジングにより、試料のスループットが向上す
るとともに、生産性とパフォーマンスも高ま
ります。

観察対象としてマークされた関心領域を含むナビゲーションカメラのオーバービュー画像 自動インテリジェントイメージングにより、ユーザーは関心領
域を自由形式で描画できます。その後、EVOが自動的にデー
タセットを取得します。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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統合エネルギー分散型分光法ソリューション

SEMと EDSシステムの操作簡素化および
業務効率化
試料の化学組成を調べる必要がある場合は、
統合 EDSシステムを使用して EVOを設定し
ます。
ユーザーは、SEMと EDSの合理化された操作
により、高い効率のメリットを得ることがで
きます。EVOでは、1台の PCで EDSと SEM
の両方を並行して制御できるようになりまし
た。この統合により、操作性が向上すると
ともに、顕微鏡と EDSシステム専用のユー
ザーインターフェースが利用可能になりま
す。さらに、EDS信号の入力を 17%以上向
上させる最適化された検出器統合を活用す
ることで、EDSの結果取得時間も短縮できま
す。Oxford Instruments の Xplore 15、30 お
よび Ultim Max 40検出器など、1台の PCで
様々な EDSの機器構成が可能で、これらはご
注文いただけます。ZEISS SmartEDXは、価格
性能比に優れた固定型の EDS検出器と、柔
軟で便利なスライダーバージョンとして利用
できます。問い合わせ先が 1つにまとめら
れているため、より効率的に業務を行えま
す。Oxford Instrumentsと ZEISSの緊密な連携
により、SEMまたは EDSシステムに関するど
のようなご要望も、電話 1本またはクリック
1つでお問い合わせいただけます。これによ
り、ランニングコストが削減されるだけでな
く、機器のサービス依頼も容易になります。

ZEISS SmartEDXはルーチン作業に推奨されます：Z検出器（左）とソフトウェア GUI（右）

この統合によって、EDSと SEMを 1台の PCで制御できるようになり、ユーザビリティが向上しました。要件の厳しいアプリケーショ
ンには、Xplore検出器（左）と、Oxford Instrumentsが提供する AZtecソフトウェアのグラフィカルユーザーインターフェース（右）
をお勧めします。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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ZEISS EVOのアプリケーション例：産業アプリケーション

代表的なタスクとアプリケーション
• 品質分析／品質管理
• 故障解析／金属組織解析
• 清浄度検査
• ISP 16232と VDA 19パート 1および 2の規
格に準拠した粒子の形態素および化学解析

• 非金属介在物解析

ZEISS EVOの利点
• 選べる 3つのチャンバーサイズ：最大重量

5 kg、高さ 210 mm、幅 300 mmまでの試
料に柔軟に対応

• インテリジェントなイメージングと自動化
されたワークフローによる効率的なユー
ザーインタラクション

• 試料タイプごとに最適化された設定
• 低真空（VP）技術により非導電性複合材料、
繊維、ポリマー、生地のイメージングが可能

• C2D二次電子検出器を使用した VPイメー
ジングによるデータ品質向上

• 完全に統合された粒子解析および識別ソ
リューション（SmartPI）により高度な形態・
化学解析が可能

高真空で SE検出器を用いてイメージングした電着リン酸亜鉛皮膜。水平視野幅は約 20 µm。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



1.5 mm 30 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：産業アプリケーション

スティッチングされた画像では、特徴的な摩耗パターンを
示すボールベアリングが高分解能・広視野で確認できる。 
SE検出器を使用して 20 kVでイメージング。

BSE（反射電子）検出器でイメージングされたボールベアリン
グの表面には、表面構造の亀裂や剥離が見られる。

鉄（青）上の錫（オレンジ）の破片を示す破砕試料の EDSマッ
プ。試料ご提供：J. Scott, West Mill Innovation, UK

工業プロセスの清浄度を解析する品質管理タスク中に反射電
子検出器でイメージングされた粒子フィルターの粒子。

金属弦に銅コイルが巻かれ、ポリマーコーティングが施され
たギター弦。7 kVの C2D検出器を使用し、低真空モードで 
イメージング。

反射電子検出器を使用して、低真空モードでイメージング
したコーティングされていない自動車のフォームシートクッ
ション。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



100 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：鋼およびその他の金属

アルミナグリット F80を使用したグリットブラスト後の、S355構造用鋼の表面。EVO 15の反射電子検出器を使用してイメージング。
試料ご提供：TWI Ltd, UK

代表的なタスクとアプリケーション
• 金属試料と介在物の構造、化学的性質およ
び結晶学のイメージングおよび解析

• 相、粒子、接合部および故障解析

ZEISS EVOの利点
EVOのクラス最高の反射電子（BSE）検出器
を使えば、フェライト鋼、オーステナイト鋼、
マルテンサイト鋼、二相鋼、および先進合金
から、明瞭で鮮明な組成と結晶構造情報を取
得できます。
EVOのアクセスしやすいチャンバードアと堅
牢なステージを活用して、引張試験機、ナノ
インデンター、加熱モジュールを追加し、金
属試料の高度な特性評価を行うことができ
ます。
EVOのクラスをリードする EDSジオメトリに
より、ハイスループット、高精度の X線解析
が可能になります。さらに、その柔軟なポー
ト構成のおかげで、粒界の微細構造特性評価、
相同定、ひずみおよびすべり系の活動評価た
めの同一平面上の EBSDが可能になります。
比類ないビームの安定性により、面積の大き
い試料に対する長時間の EDSおよび EBSDで
の収集でも安定した動作が実現し、信頼性が
高く再現性のある結果を一貫して得ることが
できます。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



10 µm 10 µm10 µm

20 µm20 µm 20 µm
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8630鋼上の合金 625溶接オーバーレイ。EVO 15の反射電子
検出器でイメージング。試料ご提供：TWI Ltd

選択的レーザー溶融法によって製造したチタン合金（Ti-6Al-4V）
の表面。完全に溶融している部位と、溶融していない Ti-6Al-4V
粒子と他の材料が認められる。EVO 15の反射電子検出器を
使用してイメージング。試料ご提供：TWI Ltd

ZEISS EVOのアプリケーション例：鋼およびその他の金属

EVO 15の反射電子検出器でイメージングした軟鋼の腐食領域。 腐食した軟鋼の酸素マップ。関心領域は左の反射電子画像に
対応。

EVO 15の SE検出器でイメージングした亜鉛メッキ軟鋼の 
断面。左：試料マウント用樹脂、中：亜鉛層、右：軟鋼。

新型の合金材料。鋼のマトリックスに囲まれたタングステン
のコア材料を示す。C2D検出器を使用して7 kVでイメージング。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



10 µm
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集積回路の表面に破片や不純物が見られる。10 kVの高真空中で SE検出器を使用してイメージング。

ZEISS EVOのアプリケーション例：半導体および電子機器

代表的なタスクとアプリケーション
• 電子部品、集積回路、MEMS機器および 
太陽電池の外観検査

• 銅線表面と結晶構造の検査
• 金属腐食検査
• 断面故障解析
• ボンディング床検査
• コンデンサ表面イメージング

ZEISS EVOの利点
BSEや C2Dを始めとした各種検出器は、VP
モードにおいて半導体材料の帯電アーチファ
クトのない優れた高コントラストのトポグラ
フィーイメージングおよび組成イメージング
を可能にします。
オプションのビーム減速システムは、最も低
い加速電圧で最高の分解能を実現し、太陽電
池や集積回路の実際の表面詳細を可視化する
ことができます。
また、EVOの柔軟性により、pn接合の特性
評価、IC不良解析用の EBIC、ナノプローブな
ど、サードパーティが提供する多くのテスト
および解析モジュールを利用できます。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



200 µm 200 µm

2 µm50 µm 5 µm

10 µm
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PCBにマウントされた部品の擬色画像。ルーチン検査中の 
ビジュアライゼーションをサポート。

ニッケル上に金メッキされた SIMカード接点と UL94V高温液
晶ポリマー（LCP）ハウジングの BSE画像（左）と SE画像（右）。

異なる組成層を示す断面の BSE画像。

ZEISS EVOのアプリケーション例：半導体および電子機器

高真空または低真空モードで二次電子でイメージングした 
ワイヤボンドの検査。

二次電子でイメージングした腐食ニッケル層。 SE画像によって、電子機器上のウィスカ発生が確認された。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



400 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：原材料

代表的なタスクとアプリケーション
• 地質学的試料の形態、鉱物および組成解析
• 金属、亀裂、非金属介在物の構造のイメー
ジングおよび解析

• 微粉化および造粒工程における原材料と 
有効成分の形態／成分解析

ZEISS EVOの利点
安定性の高い解析設計、選べる 3つのチャ
ンバーサイズ、柔軟なポート構成オプション、
互換性のある統合鉱物解析ソフトウェアを備
えた EVOは、間違いなく天然資源の特性評
価に最適な装置です。
C2D検出器と反射電子検出器の両方を使用
して VPモードでコア試料をイメージングし、
構造および組成に関する情報を最大限取得す
ることができます。
EVOのクラス最高の反射電子検出器なら、二
相鋼および先進合金から、鮮明な組成・結晶
構造情報が得られます。
また、ZEISSのカソードルミネッセンス（CL）
検出器を使用することで、EVOの性能が向上
し、炭酸塩の鮮明で筋のないイメージングが
可能になります。

青色片岩の鉱物組成無機物マップ。試料ご提供：S. Owen

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



400 µm

600 µm

600 µm

500 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：原材料

反射電子検出器を使用してイメージングした青色片岩。

カナダ・ケベック州北部で採取されたペラルカリン花崗岩。
試料を横断する蛍石鉱脈とゾーン化したジルコンを含む希土
類元素が観察できる。

ZEISS Mineralogicによる砂岩貯留岩の鉱物マップ

ザンビアの大規模銅製錬所で採取された残留銅のスラグ粒子。
ご提供：Petrolab, UK

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



10 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：材料科学研究

自己修復コンクリート、12 kV、HVモードでイメージング。SE検出器により、自己修復コンクリートの鉱物の膨張と亀裂架橋ネットワー
クが明らかに。画像ご提供：Tanvir Qureshi, University of Cambridge, UK

代表的なタスクとアプリケーション
• 導電性／非導電性材料試料の研究を目的と
した特性評価

ZEISS EVOの利点
EVOは、幅広いイメージング検出器に対応で
きるように設計されています。SEおよび反射
電子検出器、ビーム減速機能、同一平面上の
EDSおよび EBSDジオメトリーを備えた EVO
は、材料解析に適した柔軟な研究ツールです。
高真空モードと低真空モードを素早く簡単に
切り替えられ、導電性試料と非導電性試料の
両方の観察が可能です。
カスケード電流検出器（C2D）や広範カスケー
ド型電流検出器（C2DX）を含む最新の ZEISS
検出器技術により、拡張圧力モードや水蒸気
環境での操作時に、ポリマー、プラスチック、
繊維、複合材料の優れたイメージングを実現
します。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



10 µm 10 µm4 µm

100 µm50 µm
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自己修復鉱物の膨張および亀裂架橋ネットワーク。12 kVで
SE検出器を使用してイメージング。花のようなハイドロマグ
ネサイト構造が形成されていることがわかる。

ZEISS EVOのアプリケーション例：材料科学研究

航空宇宙用複合材料。VPモード、10 kVで C2D検出器を 
使用してイメージング。

プリンター用紙。反射電子検出器を使用して 20 kV、40 Paの
空気圧でイメージング。

バッテリー組立部品のグラフェンフォーム構造。SE検出器を
使用して高真空でイメージング。

非磁性かつ耐食性のコバルト合金。ハードフェーシングや耐
酸性機械部品に使用されるステライト粒子の SE画像。反射
電子検出器を使用して 15 kVでイメージング。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



20 µm
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葉表面のカビの擬色画像。C2DX検出器を使用して、1 °C、20 kV、570 Paの水蒸気中でイメージング。

ZEISS EVOのアプリケーション例：ライフサイエンス

代表的なタスクとアプリケーション
• 植物、動物および微生物の研究

ZEISS EVOの利点
EVOは真の環境制御形 SEMであり、様々な
水や空気の条件下で試料を自然な状態で観察
することができます。クライオおよび STEM
イメージングにも対応しています。
BSE、VPSE-G4、C2Dおよび C2DXを始めとす
る ZEISSの低真空・拡張圧力検出器のライン
ナップは、どれも生物試料の比類ないイメー
ジングを実現します。
水蒸気中の高圧下でも優れた画像を提供する
C2DX検出器では、繊細な水和生物試料をイ
メージングできます。
反射電子検出器と EVOを使用し、水蒸気中
で動的平衡状態にある試料をイメージングす
ることで、冷却を必要とせずに組織試料の 
非常に詳細な画像を得ることができます。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



100 µm100 µm100 µm

20 µm10 µm 50 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：ライフサイエンス

オレンジ断面の細胞構造。反射電子検出器を使用して、5 kV、
110 Paの低真空モードでイメージング。

腎臓組織試料の褐色脂肪組織（BAT）を、水蒸気中の動的
平衡状態で冷却せずに撮影。反射電子検出器を使用して、
285 Paの低真空モードでイメージング。試料ご提供：R. Reimer, 
Heinrich Pette Institute, Germany

マウスの舌の断面。反射電子検出器を使用して、266 Paの低
真空モード でイメージング。試料ご提供：R. Reimer, Heinrich 
Pette Institute, Germany

カニムシの細部。反射電子検出器を使用して、20 kV、高真
空下でイメージング。

葉の表面に生えたカビ。臨界点乾燥やコーティングは施して
いない。C2DX検出器を使用して、1 °C、20 kV、570 Paの 
水蒸気中でイメージング。

拡張圧力下でイメージングした花粉。時間のかかる試料調
製ワークフローは不要。反射電子検出器を使用して、5 kV、
30 Paの空気中でイメージング。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



30 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：科学捜査

代表的なタスクとアプリケーション
• 射撃残渣（GSR）
• 塗装／ガラス解析
• 偽造紙幣および硬貨
• 毛髪と繊維の比較
• 法医中毒学

ZEISS EVOの利点
EVOは、様々な低真空および拡張圧力検出
器を備えており、最小限の試料調製で一貫し
た鮮明なイメージングを実現します。
EVOのクラス最高の EDSジオメトリーにより、
ハイスループットの GSR解析が可能になりま
す。また、サードパーティ製の専用 GSR解析
ソフトウェアに対応しています。
EVOでは環境制御形電子顕微鏡の利点も得ら
れ、試料を本来の状態でイメージングするこ
とができます。

タングステンの破片に溶けたガラスが固まっていることから、事件発生時、電球が作動していたことがわかる。C2D検出器を使用して、
20 kV、30 Paでイメージング。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



200 µm 10 µm

100 µm 2 µm
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ZEISS EVOのアプリケーション例：科学捜査

銃用ケース上に見られる撃針で生じた跡は、使用された武器
の特定に有用。SE検出器を使用して 10 kVでイメージング。

壊滅的な爆発事象によって生じた凝固した溶融破片を使用 
して、その発生源を特定することができる。

C2Dは、低真空モードでコーティングされていない試料の優
れた画像を生成するため、科学捜査における繊維の比較評価
に最適。

20 kVでの銃弾残留物（GSR）粒子の BSD画像。試料ご提供：
I. Tough, Robert Gordon University, Aberdeen, UK

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く：EVOファミリー

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

オプションの反射電子検出器と Element 
EDSシステムを備えた EVO 10を、走査電
子顕微鏡の入門機として、驚くほどお求
めやすい価格でお選び頂けます。EVOへ
の投資により、現在想定している以上の
スペースとポートを必要とするアプリケー
ションに対応できるようになります。

EVO 15は、分析アプリケーションに最
適なモデルです。EVO 15のより大きな
真空チャンバーは、中央顕微鏡施設や工
業品質保証研究所向けの多目的ソリュー
ションです。

EVO 25は、大型試料向けのソリューション
です。また、傾斜があっても 2 kgまでの重
量を扱うことができる 80 mm Zトラベルス
テージを追加することで、さらに機能を拡
張することができます。さらに、大型のチャ
ンバーは、最も要求の厳しい微量分析アプ
リケーション用に複数の分析検出器を収納
できます。

最大試料高さ（mm）
100 145 210

最大試料径（mm）
230 250 300

電動ステージ XYZ方向作動距離（mm）
80 x 100 x 35 125 x 125 x 50 130 x 130 x 50（または 80）

チャンバーとステージのフレキシブルな
設計
選べる3つのチャンバーサイズと2つのステー
ジにより、SEMイメージングと微量分析の要
件に合わせたオーダーメイドのソリューショ
ンが得られます。設置するのにどのくらいの
スペースが必要でしょうか？扱う可能性があ
る試料や部品の最大サイズだけでなく、カメ
ラまたは検出器を設置するための真空チャン
バー外側のスペースも考慮して、最適な設計
をお選びください。 EVOステージには、チャンバーのタイプに関係なく、重量の重い試料をマウント可能。フレキシブルなステージ設計により、スペーサー

の追加や削除、さらには Z傾斜および回転モジュールの取り外しが可能で、ベースプラットフォーム全体を X、Y軸方向にフルに動か
すことができる。

大型 Zステージ

標準ステージ

XYのみ

5 kg

フル電動

2 kg

XYのみ

5 kg

傾斜なし

2 kg

フル電動

0.5 kg

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



10 µm100 µm2 µm
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可能性を拓く：最適な真空システムの選択

どのような電子顕微鏡でも、電子ビームが光学カラムを通過し、真空チャンバー内を移動して、試料ステージ上の試料や部品に到達するためには真空
状態が必須です。EVOは真空チャンバー内で 3000 Paまで許容できるように設計されているため、低真空モードで EVOを非導電性試料のイメージング
や微量分析に広く使用できます。これは、導電性のあるカーボンや金属でコーティングできない試料や部品を検査する上で重要です。また、オプショ
ンのレンズ貫通型（TTL）差動排気を使用し、拡張圧力モードを有効にすることで、EVOは水和試料や汚染度の高い（油分など）試料にも容易に対応
できます。

高真空のみ
10～ 5 mbarの高真空条件下で SEMを使用
する場合、通常は導電性表面（金属の場合
は自然な状態の表面、非導電性試料の場合
は表面に薄いカーボンまたは金属膜が形成さ
れた表面）を持つ試料や部品が対象となりま
す。また、電子ビームがカラムから真空チャ
ンバーまで高真空中を移動する際にもコヒー
レントな状態を維持するため、高真空では最
高品質の画像と解析データを得ることができ
ます。

低真空（VPモード）
マルチモーダルワークフローで撮影する、コー
ティングされていない非導電性の試料や部品
で高品質のイメージングと解析が必要な場合
は、VPモードを備えた EVOをお選びください。
VPモードでは、真空チャンバー内のガスを使
用してガスのイオン化プロセスをトリガーし、
非導電性材料の表面に蓄積した電荷を中和し
ます。

拡張圧力（環境制御モード）
レンズ貫通型（TTL）排気と試料チャンバー
内の水蒸気を使用することで、低真空状態を
極限まで高め、さらに高いガス圧で作業がで
きます。これにより、自然状態の水和試料を
最大 100%の相対湿度でイメージングできる
ようになります。この真空構成は、レンズを
通して排気することにより不純物が光学カラ
ムに到達するのを防ぐことができるため、重
度に汚染された部品に対しても推奨されます。

C2DX検出器装備の EVOを使用し、Teflon®試料上の水滴を
イメージング。ビーム加速電圧：20 kV、チャンバー圧力：
630 Pa、0.9 °Cの水蒸気

反射電子検出器を使用して低真空モードでイメージング。 
合成ダイヤモンドの欠陥と介在物が明らかに。

ステンレス鋼の破断面。高真空中で二次電子によってイメー
ジング。水平視野 20 µm。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く：検出器の選択

SE信号 – あらゆる真空モード向けに最適
化された検出機能
すべての EVOには、高真空で使用できるバイ
アスグリッドを備えた伝統的なシンチレータ
型の Everhart-Thornley二次電子検出器が標準
装備されています。
VPモードで非導電性の試料や部品から二次
電子を検出するには、C2Dまたは VPSE検出
器を追加します。
気体（水蒸気）環境における拡張圧力での二
次電子検出には、C2DX検出器をお選びくだ
さい。

BSE検出 – 強調された形態またはスピー
ドを重視する用途に
高真空と低真空の両方に対応する 5セグメン
ト HDBSD検出器をお選びください。これら
のセグメントを個別に選択したり、組み合わ
せたり、または減算したりすることで、反射
電子放射の角度特性による表面形態を強調す
ることができます。
高真空操作用のシンチレータ反射電子検出器
（YAG BSE）は、スキャン応答速度の高速化
を実現します。

反射電子検出器を使用して 3D情報を取得 

5セグメント BSD1検出器を構成してさらな
る高速化を実現し、3D表面モデリングおよ
び再構築モジュールを使用して、試料の表面
トポグラフィーに関する定量的な情報を迅速
に取得できます。

3DSM法の動作原理：まず、各ダイオードの 4つのセグメン
トから、個別の画像を取得します。次に、各画像のグレースケー
ルの異なる階調度により、試料の局所の高さプロファイルを
ライン単位で計算します。

繊維織物組織（明色）内の充填材（暗色）の反射電子画像。帯電効果を大幅に低減する C2Dイメージング（試料：透析
患者の経口治療薬として使用されるリン酸結合剤である炭酸 
ランタン）。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く：ビーム減速イメージング

繊細な試料を観察する際は、ビーム減速イ
メージングで EVOの機能を拡張することがで
きます。これにより画質が向上するとともに、
試料の損傷を最小限に抑えることが可能です。
より高い分解能、表面感受性およびコントラ
ストで非導電性試料のイメージングを行うこ
とができます。ビーム減速イメージングの仕
組みとしては、まず、試料にバイアス電圧が
適用されます。その結果、主要なエネルギー
のレベルが高く維持されたまま、試料にかか
る有効な入射電圧が低下し、次のような利点
が得られます。

主要ビームエネルギーのレベルが高い場合の
利点
• 分解能が向上し、より高い倍率で試料の 
細部まで観察できる

• 収差が少ないため画像エラーが減少し、 
より良い画質が得られる

• 検出器の検出効率が向上し、最終的に画像 
コントラストが最適化されるため、試料 
からより多くの情報を収集できる

試料にかかる有効な入射電圧が低い場合に 
可能になること
• インタラクションが減るため、より表面感
度の高い、詳細で高解像度の画像が得ら 
れる

• 電荷アーチファクトとビームによる損傷を
最小限に抑えられる

ビーム減速不使用の低加速電圧アプリケーション：試料にバ
イアス電圧がかからない。信号電子はほぼ直線軌道を描き、
エネルギーは 1 kV未満。BSDの検出効率は非常に低い。

ビーム減速を使用した低加速電圧アプリケーション：試料に
負のバイアスがかけられる（最大 5 kV）。電場により、初期
エネルギーの低い電子は BSD検出器へと加速され、試料内
のインタラクションは少ないまま、BSDダイオードの効率が 
飛躍的に向上する。

コーティングされていない放散虫（Radiolaria）を 1 keVの入射電圧でイメージング。ビーム減速不使用で 1 kVの加速電圧で取得した
画像には、かなりの電荷アーチファクトが見られる（左）。4 kVのビーム減速と 5 kVの加速電圧を適用したところ、表面の細部や 
コントラストが大幅に改善され、電荷アーチファクトが実質的に低減（右）。

試料試料

BSE

BSD

バイアス
フィールド

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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1 相関顕微鏡
光学顕微鏡、デジタルマイクロ
スコープ、電子顕微鏡間の試料と
データのやり取り

2 コンテキストデータの表示
異なるスケールやイメージング
モダリティを関連付けすることに
よるデータの可視化と一括管理

3 金属組織学的アプリケーション
（Microsoft Word を用いたレポート
作成を含む）
ネットワーク内の画像およびデータ
セットの統合レポート作成

4 深層学習に基づく自動画像解析
機械学習アルゴリズムに基づく画像
セグメンテーション

1

4

2
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可能性を拓く：コネクテッドマイクロスコープ向け ZEISS ZEN core

ZEN coreは単なる顕微鏡イメージングにとどまらず、イメージング、セグメンテーション、解析、デー
タ接続ツールの最も包括的なソフトウェアであり、コネクテッドマイクロスコープのハブとしての
役割を果たします。アプリケーションに合わせて機能をカスタマイズし、複数人で使用する場合には、
顕微鏡の経験値を考慮したワークフローを定義することができます。
ZEISSの各種顕微鏡やカメラでルーチン作業を処理し、システムの最高の技術性能を引き出すとと
もに、直感的で構成可能なグラフィカルユーザーインターフェースにより、最適化したいあらゆる
機能にアクセスできます。
ZEN coreは、使用するタスク別のジョブアイコンのみをワークベンチに表示させることができる、
シンプルで分かりやすいインターフェースです。これらを組み合わせることで、連続したタスクの
定義されたフローを通じてオペレーターをサポートし、データの再現性を確保することができます。
さらに、複数の顕微鏡のデータの相関付けも可能で、コンテキストに沿ったデータ表示が可能な 
コネクティビティ機能により、ラボ内の装置間で貴重なデータをまとめて管理できます。

特長：
• 設定が簡単で使いやすく、適応型ユーザー
インターフェースの利点が得られる

• 高度なイメージングと自動解析が可能。標
準装備の解析ルーチン機能により、一貫性
のある繰り返しのワークフローを実現

• 相関顕微鏡向けインフラストラクチャソ
リューションで、装置、ラボ、場所を問わ
ずデータを一元管理

• 深層学習に基づく自動画像解析で、解
析ルーチンにおけるセグメンテーション、 
分類、処理に関するサポートが得られる

ZEISS ZEN core：コネクテッドマイクロスコープと画像解析のためのソフトウェアスイート›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く：規制産業向け GxPコンプライアンス

デジタルデータの整合性に対する懸念はあら
ゆるところにありますが、顕微鏡検査も例外
ではありません。ZEN coreの GxPモジュール
は、医薬品や食品などの規制産業の要件を満
たし、システムが FDA CFR 21パート 11の要
件に準拠するのをサポートします。
また、航空宇宙産業など他の産業でも、よ
り厳しいデータ規制が必要になることが予想
されます。EVOを選ぶということは、より規
制の厳しい将来への準備がすでに整っている 
顕微鏡を選ぶことになります。

GxPモジュール
GxPモジュールは、医薬品や食品などの規制
産業の要件を満たし、システムが FDA CFR 21
パート 11の要件に準拠するのをサポートし
ます。このモジュールを使用すると、ワー
クフローのあらゆるステップを監査できます。
必要な適格性確認やバリデーション活動と、
様々なツールや機能を組み合わせて使用する
ことで、画像、表、レポートを CFR規制に 
準拠した状態に保つことが可能になります。

ZEN coreが提供する GxP機能：
• デジタル署名
• 監査証跡
• チェックサム
• ユーザーマネジメント
• ディザスタリカバリ
• ワークフローのリリース手順

IQ/OQへの注意
規制へのコンプライアンスに必要なのは、GxP
ソフトウェアの機能だけではありません。GxP
コンプライアンスには、適格性評価（IQ/OQ）
の対象となる解析システムの設置および操作
の適格性を評価する綿密なプロセスも含まれ
ます。GxPコンプライアンスソリューション、
および ZEISSが提供または手配する OQ・IQ
サービスの詳細については、ZEISSの担当者
にお問い合わせください。

GxPモジュールは、すべてのユーザー活動の監査証跡など、
CFRコンプライアンスに必要なすべての機能を提供します。

署名とファイルの検証

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス



1
23

4

29

3 4

1 2

可能性を拓く：3D表面モデリングと再構築

3DSM法の動作原理：まず、各ダイオードの 4つのセグメン
トのそれぞれから、個別の画像を取得します。次に、各画像
のグレースケールの異なる階調度により、試料の局所の高さ
プロファイルをライン単位で計算します。

機械加工済みの印が付いた鉄鋼表面の 3Dモデル。 銃弾に残った撃針痕の 3Dモデル。

3DSM を使用して、試料表面トポグラ
フィーの定量的情報を迅速に取得
使いやすい 3DSMソフトウェアと BSD1検出
器を組み合わせて、ワンクリックで表面の
定量的な 3Dモデルを取得できます。基礎と
なる「shape-from-shading」アルゴリズムが、
BSD1の外側リングにある 4つのセグメントの
それぞれが取得した個別画像を用いて、再構
築を処理します。得られた 3Dモデルは視覚
化されるため、数回クリックするだけで、プ
ロファイルの寸法や 2D・3Dでの粗さ評価な
どの基本的な測定を直接行うことができます。
さらに、生成された 3Dモデルをオプション
のMountains®ソフトウェアに組み込むことで
より高度な解析が可能になります。

ロール toロール技術による「撥水性」のポリエチレンフィルムの 3D再構築。表面、プロファイル評価、2D・3D粗さ測定の定量的
アセスメントのための 3Dモデル。試料ご提供：G. Umlauf, Fraunhofer IGB, Stuttgart, DE

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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可能性を拓く：自動粒子解析

ZEISS SmartPI
製造現場の清浄度、エンジンの摩耗予測、鉄
鋼生産、環境管理など、どのような分野にお
いても、ZEISSのターンキー粒子解析ソリュー
ションを活用すれば、十分かつ実用的なデー
タを得ることができます。
SmartPI（Smart Particle Investigator）は、EVO
用の強力な自動粒子解析ツールです。試料内
の指定された粒子を自動的に検出して解析し、
特性評価まで行います。夜通し、または週
末に無人で稼働させるなど、自動解析により、
EVOの生産性をさらに向上させることができ
ます。また、標準的なレポートを自動で生成
したり、あるいは手動でデータを確認するこ
とも可能です。高度な粒子解析により、試料
を迅速かつ客観的に定量化することで、産業
プロセスを最適化できます。アプリケーショ
ンに特化した各種プラグインは、業界に合わ
せて調整された事前構築済みの手順とレポー
トテンプレートを提供します。
SmartPIは、ZEISSの高度な産業用清浄度ア
プリケーション向けの相関粒子解析ソリュー
ションに完全に対応しています。
また、ISO 16232 および VDA 19 パ ート 1 
および 2の規格に準拠しています。

EDSを備えた SmartPIでは、迅速な 
粒子識別と分類が可能。

ZEISS SmartPIの画像。異なるサイズ
範囲の粒子が示されており、定義さ
れたサイズ範囲の粒子が固有の色で
識別されている。

SmartPIを使用して、粒子を自動的に
位置付け、特性評価し、その後画像
解析と EDSを使用して識別すること
が可能。

補足的なマルチモーダルデータととも
に、データベース内の粒子をカタログ
化し、レビューやレポート作成に使用
できる。

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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オイル・ガス
Mineralogic Reservoirをデジタル岩石物理学
ワークフローに組み込み、貯留層に関する理
解を深めることができます。これにより、鉱
物、空孔率、有機物を自動的にマッピングし、
特性評価することが可能になります。システ
ムをカスタマイズすれば、砂岩貯留層から非
常に不均一な頁岩や粘土岩に至るまで、あら
ゆる種類の岩石を解析できます。自動化さ
れた岩石学システムは貯留岩に対する独自の
分析を提供し、センチメートルからナノメー
トルスケールまで、試料の特性評価において 
重要な役割を果たします。

重鉱物砂飼料の鉱物粒子画像、フェレット最大径で分類。

高分解能の鉱物マップ。サドベリーのフレーザー鉱山で採取
された Ni-Cu鉱石。ご提供：University of Leicester, UK

鉱業
Mineralogic Miningでは、地質冶金学向けの
定量鉱物学的解析、鉱物処理プラントの最適
化、鉱石の特性評価が可能です。プロセスモ
デリングと意思決定をサポートする貴重な情
報が得られるため、リスクとコストが低減さ
れます。定量鉱物学的解析、元素挙動、粒
度分布、リベレーションとロッキングの特性
評価により、プロセスの改善を目指すことが
できます。自動鉱物解析システムは現代の 
鉱業には欠かせません。

自動鉱物イメージング
ZEISS Mineralogicは、高度な鉱物解析エンジンと、EVOへのアプリケーションに特化した様々な出
力を組み合わせることで、最も困難な鉱物試料であってもサブミクロンの精度で特性評価および
定量化できます。

可能性を拓く：自動鉱物解析

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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環境保護への取り組み

省エネに関する推奨事項
ZEISSは、あらゆるプロセスにおけるエネルギーと資源の消費を継続的に削減することで、持続可能な方法でビジネスを成功させ、レジリエンスを強化 
することに取り組んでいます。ユーザーの皆様には、ラボや研究施設における ZEISS製品による不要なエネルギー消費を削減し、持続可能な省エネ 
計画の策定をサポートしていただくようお願いいたします。

CO2エミッションフィルター
ZEISSシステムの二酸化炭素排出量と温室効
果ガス（GHG）排出量を推定するために、操
作中に消費されるエネルギーの標準的な値を
表に示しています。なお、各システムで消費
される正確な電力は、アプリケーション、使
用されるアクセサリ、およびシステムの年数
によって異なります。

温室効果ガスと二酸化炭素換算の算出
GHGを計算する簡単な方法は、年間の使用電力とスタンバイ電力を加算することです。次に、 
合計の kWhに地域の電力供給業者の排出係数を乗じます。  
この係数は、その年における地域のプロバイダーがエネルギー生成に使用した化石燃料または 
再生可能資源に応じて、1.2～ 0.05 kgCO2e/kWhの範囲となります。

電子顕微鏡システム 最大出力 標準的な操作電力スタンバイ電力節約 節約率 スタンバイモードの説明

EVO 3.0 kVA 870 W 455 W 415 W 47% スタンバイモード

ECO静音モード搭載 EVO 3.0 kVA 570 W 93 W 477 W 83% ECO静音モードがアクティブ
なスタンバイモード

ECO静音モードでどれくらいのエネルギーを節約できるかは、1日あたりの試料交換回数によるが、スタンバイモードではほとんどのエネ
ルギーを節約できる。VPモードでは、プレバキュームポンプが常時稼動し、アプリケーションの真空レべルに応じて約 300 Wを消費する。

一般的なシステムと 
サードパーティ製品

最大出力 標準的な 
操作電力

スタンバイ 
電力

節約 節約率 スタンバイモードの説明

32インチモニター 50 VA 45 W 1 W 44 W 97%

標準的なワークステーション（PC） 0.5 kVA 200 W 100 W 100 W 50%

EP用追加ロータリーポンプ 1.7 kVA 350 W ポンプは拡張圧力（EP）モー
ドでのみ作動

統合エネルギー分散システム
0.1 kVA 75 W SEMワークステーションを 

使用した統合 EDS向け

スタンドアローン型 EDS 0.7 kVA 300 W 80 W 220 W 73% 使用するワークステーション
とモニターに大きく依存

計算式

-83%

ZEISS EVO（ECO静音モード搭載）

スタンバイモード

1日あたりのシステムは使用時間（時間）x年間使用日数（日）x 使用電力（ワット）

1000 
+ 

1日あたりのシステムがスタンバイ状態にある時間（時間）x年間使用日数（日）x 使用電力（ワット）
1000 

= 
合計 kWh

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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技術仕様

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

分解能：高真空モード 2 nm、30 kV SE、LaB6使用、Wの場合は 3 nm

6 nm、3 kV SE、LaB6使用、Wの場合は 8 nm

9 nm、1 kV SE、LaB6使用、Wの場合は 15 nm

3.8 nm、30kV BSE、LaB6使用、Wの場合は 4 nm

分解能：VPモード 3 nm、30 kV SE VPモード、LaB6使用、Wの場合は 3.4 nm

加速電圧 0.2～ 30 kV

プローブ電流 0.5 pA～ 5 µA

倍率 < 7 – 1,000,000x < 5 – 1,000,000x < 5 – 1,000,000x

実視野 解析作動距離（AWD）で 6 mm

X線解析 8.5 mm AWD及び 35°の取り出し角

OptiBeam(1) モード 分解能、深度、解析、視野、フィッシュアイ (2)

圧力範囲
10～ 133 Pa（EasyVP）
10～ 400 Pa（低真空）

10～ 3000 Pa（拡張圧力）

利用可能な検出器 SE – Everhart-Thornley二次電子検出器（標準装備） CCD – ラマン分光法用電荷結合素子

HDBSD/BSD1 – 固体反射電子、5象限
YAG-BSD – YAG結晶反射電子検出器

VPSE-G4 – 低真空二次電子検出器
C2D – カスケード電流検出器
C2DX – 広範カスケード型電流検出器

SCD – 試料電流検出器

STEM – 走査透過電子顕微鏡検出器

CL – カソードルミネッセンス検出器

ZEISS SmartEDX – エネルギー分散型分光器（EDS）

WDS – 波長分散型分光器

EBSD – 電子後方散乱回折検出器

›   概要

›   特長

›   アプリケーション

›   技術仕様

›   サービス
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技術仕様

(1) Optibeam - 最高の分解能、被写界深度、視野を実現するアクティブなカラムコントロール
(2) オプションのアップグレード
(3) SmartSEM – 第 6世代 SEM制御用グラフィカルユーザーインターフェース

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

チャンバー寸法 310 mm (Ø) x 220 mm (高さ ) 365 mm (Ø) x 275 mm (高さ ) 420 mm (Ø) x 330 mm (高さ )

5軸電動試料ステージ マウスまたはオプションのジョイスティックとコントロールパネル 
によるステージコントロール

X = 80 mm、Y = 100 mm、
Z = 35 mm、 
T = -10°～ 90º、R = 360º（連続）

X = 125 mm、Y = 125 mm、
Z = 50 mm
T = -10°～ 90º、R = 360º（連続）

X = 130 mm、Y = 130 mm、
Z = 50 mmまたは 80 mm
T = -10°～ 90º、R = 360º（連続）

最大試料高さ 100 mm 145 mm 210 mm

将来利用可能な 
アップグレードパス (2)

ビームスリーブ、拡張圧力、水蒸気 VPおよび EP

解像度 32,000 x 24,000ピクセル、積分および平均化による信号取得（スキャン速度 2以上）

システムコントロール SmartSEM(3) マウスとキーボードによる GUI操作

SmartSEM Touch(2) 23インチタッチスクリーン、マウス、オプションの
ハードウェアコントロールパネルによる GUI操作

画像撮影中のより効果的な手動フィードバックとより直感的な制御の
ためのロータリーコントロール付きハードウェアコントロールパネル

使いやすい機能 - 自動飽和度調整、自動位置合わせ、試料選択、 
自動撮影

Windows® 10の多言語対応オペレーティングシステム

ユーティリティ要件 100～ 240 V、50または 60 Hz単相、水冷不要
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ZEISSサービス –いつでも頼れるパートナー
お客様がお持ちの ZEISS顕微鏡システムは、お客様が所有する中でも最も重要なツールのひとつです。
175年以上の歴史に裏付けられた ZEISSブランドは、丈夫で長く使える、信頼できる装置の象徴
として顕微鏡分野において多くのお客様から選ばれてきました。装置の設置前もその後も、当社の
優れたサービスとサポートにお任せください。熟練した ZEISSサービスチームのサポートで、いつ
でも安心して顕微鏡をお使いいただけます。

調達
• ラボプランニング・建設現場管理
• 実地検査・環境分析
• GMP認証 IQ/OQ
• 設置・受け渡し
• IT統合サポート
• スタートアップトレーニング

新規投資
• デコミッショニング
• 下取り

動作環境
• Predictive Serviceによる遠隔モニタリング

• 点検・予防メンテナンス
• ソフトウェア保守契約

• 操作・アプリケーショントレーニング
• 専門家による電話・リモートサポート

• 保護サービス契約
• 計測学的較正

• 装置の移転
• 消耗品

• 修理

修理・改造
• カスタムエンジニアリング

• アップグレード・近代化
• ZEISS arivis Cloudによる作業手順 

のカスタマイズ

サービスは製品シリーズと場所によってはご利用いただけない場合がありますのでご了承ください
35
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ZEISSの SNSアカウントをフォロー：Carl Zeiss Co., Ltd.
2-10-9 Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo, 102-0083, Japan
Phone: + 81-570-02-1310

Carl Zeiss Microscopy GmbH
07745 Jena, Germany
microscopy@zeiss.com
www.zeiss.com/evo

https://facebook.com/zeissmicroscopy
https://twitter.com/zeiss_micro
https://flickr.com/zeissmicro
https://youtube.com/zeissmicroscopy
https://www.linkedin.com/company/carl-zeiss-microscopy-gmbh
http://www.instagram.com/zeiss_microscopy
http://www.zeiss.com/evo

